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【はじめに】我々は多価イオンビーム生成の高効率化を目指し, ECR プラズマ中でのマイクロ波

の伝搬特性を踏まえた新たな加熱機構を検討してきた[1]. また, ECR 加熱を引き起こす右回り偏

波(R-wave)のプラズマ中での伝搬特性に着目したマイクロ波導入方法の提案と従来との比較実験

を行った[2]. 本研究では, ECR 領域を挟んで真空容器の上流側に挿入された同軸セミダイポール

アンテナと下流側に挿入されたロッドアンテナによる 2 種類の給電方法によってプラズマを生成

した. これらのプラズマに対して上流および下流部でのパラメータ測定を行った. 
 

【実験方法】ECRイオン源の概略を Fig. 1に示す. この ECRイオン源は直径 160mm，長さ 1054mm

の円筒型真空容器，八極磁場を形成する 4つの永久磁石，2つの大型ミラーコイル A, B, および共

鳴領域の制御を行う補助コイル C にて構成される．真空容器の中心を原点として円筒の中心軸を

z軸，鉛直上方を y軸ととる．2.45GHzのマイクロ波はそれぞれ上流側に挿入されたロッドアンテ

ナ(z=175mm)と下流側(z=-448mm)に挿入された同軸セミダイポールアンテナから導入できる. プ

レートチューナー(z=-498~-468mm)でマイクロ波導入は最適化される(Fig. 1(a)参照). ラングミュア

プローブ LP1(z=-175mm)と LP2(z=175mm)で ECR 領域の上流と下流部のプラズマパラメータを測

定できる. Fig. 1(b)は真空容器中の z 軸上の磁場強度の分布を示す. セミダイポールアンテナから

導入された R-waveは上流の共鳴点(0.0875T)に到達後, 一般的に非伝搬領域に入る. 
 

【実験結果】代表的な電子エネルギー分布関数(EEDF)の測定結果(x=20mm)を Fig. 2に示す. LP1, 2

の測定結果をそれぞれ赤と青のプロットで示している. マイクロ波導入はセミダイポールアンテ

ナで行った. LP1の EEDFはより広いテール(20~50V)を持っており, より高エネルギーの電子の存

在が示唆されている. それぞれの EEDFから電子温度を算出すると 9.8eVと 8.9eVになり, LP1の

結果がより高くなった. 電子密度やイオン飽和電流値もより高い傾向が得られている. この結果

は R-wave の近接条件に関係するものと推測してされる. 2 本のアンテナによるマイクロ波給電最

適化実験の系構築および結果についても述べる予定である. 
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Fig. 2 規格化した EEDF (LP1, 2) Fig. 1実験装置図(a)と z軸に沿った磁場強度分布(b) 
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